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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Сформировать компетенции, предусмотренные учебным планом, а также научить рациональному выбору и

использованию материалов в изделиях различного назначения на основе современных представлений о

материаловедческих и технологических основах формирования в них оптимальных эксплуатационных свойств.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Кристаллические компоненты акустоэлектроники

2.1.2 Наноматериалы в современной твердотельной электронике

2.1.3 Научно-исследовательская работа

2.1.4 Применение лазерных систем

2.1.5 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.6 Спектроскопические методы анализа поверхности

2.1.7 Аттестация и сертификация изделий электронной техники

2.1.8 Физические свойства приповерхностных слоев и методы их исследований

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-1: Способен обоснованно использовать знания о типовых технологических процессах, участвовать в разработке

технологических процессов производства и обработки материалов и изделий из них

Знать:

ПК-1-З1 Теоретические основы разработки полупроводниковых материалов, их композиций и технологических процессов

для создания функциональных материалов и полупроводниковых структур с заданными свойствами и характеристиками

Уметь:

ПК-1-У1 Использовать знания о типовых технологических процессах для создания функциональных материалов и

полупроводниковых структур

Владеть:

ПК-1-В1 Опытом участия в разработке технологических процессов производства и обработки материалов и изделий из них


